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(54)实用新型名称

一种减少液体滴落的晶片夹取装置

(57)摘要

本实用新型涉及晶片加工技术领域，具体地

说是一种减少液体滴落的晶片夹取装置。一种减

少液体滴落的晶片夹取装置，包括片盒，所述的

片盒中部设有供承载台穿过的通孔，承载台下端

连接升降机构，承载台上侧设有夹爪，位于片盒

上部的左右两端分布设有自动门，自动门内侧设

有密封条。同现有技术相比，当晶片被顶起时，自

动门关闭，使机械手臂上的水滴不会落入在下方

的片盒上，使此片盒可继续循环使用，提高了生

产效率，降低了操作复杂性。

权利要求书1页  说明书2页  附图2页

CN 219800825 U

2023.10.03

CN
 2
19
80
08
25
 U



1.一种减少液体滴落的晶片夹取装置，包括片盒，其特征在于：所述的片盒（1）中部设

有供承载台（2）穿过的通孔，承载台（2）下端连接升降机构（3），承载台（2）上侧设有夹爪

（4），位于片盒（1）上部的左右两端分布设有自动门（5），自动门（5）内侧设有密封条（6）。

2.根据权利要求1所述的一种减少液体滴落的晶片夹取装置，其特征在于：所述的自动

门（5）两端设有向上弯折的挡边（10）。

3.根据权利要求1或2所述的一种减少液体滴落的晶片夹取装置，其特征在于：所述的

自动门（5）下端设有支撑板（7），自动门（5）与支撑板（7）之间滑动连接。

4.根据权利要求1或2所述的一种减少液体滴落的晶片夹取装置，其特征在于：所述的

自动门（5）内侧设有与升降机构（3）相配合的凹口（8）。

5.根据权利要求1所述的一种减少液体滴落的晶片夹取装置，其特征在于：所述的承载

台（2）上端设有曲面（9）。

6.根据权利要求1或5所述的一种减少液体滴落的晶片夹取装置，其特征在于：所述的

承载台（2）的尺寸小于通孔的尺寸。
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一种减少液体滴落的晶片夹取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及晶片加工技术领域，具体地说是一种减少液体滴落的晶片夹取装

置。

背景技术

[0002] 对于湿式槽式无片盒式清洗机，在清洗过程中不以片盒作为晶片的载体。而是在

上料处，利用机械手臂将晶片从片盒中抓走，然后将晶片抓入清洗槽体内的承载台上，进行

浸泡清洗。

[0003] 将晶片抓走时，由于该机械手臂将上一组晶片抓入到液体槽时，手臂上沾满了液

体，再抓下一组产品时会有液体滴落在晶片下面的片盒上，对后续放入该片盒的晶片产生

影响，需要将片盒清洗或干燥，降低了生产效率。

发明内容

[0004] 本实用新型为克服现有技术的不足，提供一种减少液体滴落的晶片夹取装置。

[0005] 为实现上述目的，设计一种减少液体滴落的晶片夹取装置，包括片盒，所述的片盒

中部设有供承载台穿过的通孔，承载台下端连接升降机构，承载台上侧设有夹爪，位于片盒

上部的左右两端分布设有自动门，自动门内侧设有密封条。

[0006] 进一步地，所述的自动门两端设有向上弯折的挡边。

[0007] 进一步地，所述的自动门下端设有支撑板，自动门与支撑板之间滑动连接。

[0008] 进一步地，所述的自动门内侧设有与升降机构相配合的凹口。

[0009] 进一步地，所述的承载台上端设有曲面。

[0010] 进一步地，所述的承载台的尺寸小于通孔的尺寸。

[0011] 本实用新型同现有技术相比，当晶片被顶起时，自动门关闭，使机械手臂上的水滴

不会落入在下方的片盒上，使此片盒可继续循环使用，提高了生产效率，降低了操作复杂

性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型自动门收起时的结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型自动门的结构示意图。

[0015] 图4为本实用新型承载台处的结构示意图。

实施方式

[0016] 下面根据附图对本实用新型做进一步的说明。

[0017] 如图1至图3所示，片盒1中部设有供承载台2穿过的通孔，承载台2下端连接升降机

构3，承载台2上侧设有夹爪4，位于片盒1上部的左右两端分布设有自动门5，自动门5内侧设
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有密封条6，密封条6增强了密封性。

[0018] 自动门5两端设有向上弯折的挡边10，防止自动门5上的液体滴落。

[0019] 自动门5下端设有支撑板7，自动门5与支撑板7之间滑动连接，便于自动门5打开、

关闭。

[0020] 自动门5内侧设有与升降机构3相配合的凹口8，当两侧的自动门5闭合时，凹口8与

升降机构3外侧相贴合。

[0021] 如图4所示，承载台2上端设有曲面9，曲面9的结构与待夹取晶片11的结构相配合，

将待夹取的晶片11放在承载台内，待夹爪进行夹取。

[0022] 承载台2的尺寸小于通孔的尺寸，防止承载台2上面的少量液体滴在片盒1上。

[0023] 本实用新型使用时，待夹取的晶片11位于片盒1内，升降机构3带动承载台2上升，

上升至自动门5上方，接着两侧的自动门5闭合，自动门5的凹口8与升降机构3贴合，接着机

械手臂的夹爪4移动至晶片11上方，夹取晶片至下一工位清洁。机械手臂的夹爪4移开后，自

动门5打开，升降机构3带动承载台2下降，离开片盒1，完成该片盒1内的晶片11夹取作业。
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图1

图2
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图3

图4
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